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ABSTRACT

The miniature electrochemical sensors can be pemtlby thick film technology. The
optimal technology of TFT sensor fabrication andiropl technological properties of thick
film materials are main problems of the senzdesign. The optimisation of TFT chemical
sensor properties is discussed. The measuremeaatlibfation curves can be used for these
optimisations. The study of processes on the eléef brings about the possibility of
correlating of the printed materials parameters ted technological fabrication processes
with the final sensor properties.

1 UvVOD

Tato prace se zabyva teoretickym popisem zavishgiupni proudové odezvy z
tlustovrstvého amperometrického senzoru na vlivgmisobicich na tento senzor se
zametenim na vliv sté na vystupni odezvu senzoru. Na vyrobu seinjermozné vyuzit
technologii tlustych vrstev, ktera se pouzivid yyrob¢ vodica, odpoii, kondenzatar a
specialnich vrstev na zkladnim substratu (keranmskéo,...). Zékladem pro vyrobu jsou
pasty vhodného slozZeni, které se postupanaseji fes sita na keramicky substrat a dale se
susi a vypaluji, [1]. Tlustovrstva technologie byta pd&atku vyuzivana pro vyrobu
hybridnich integrovanych obvéd zejména pro vyrobu specialnich integrovanych dbyo
prototypi a malych sérii v aplikacich, kde nebylo mozné ftouionolitické integrované
obvody. Oivodem pouziti byl relativh levny, nevakuovy zfsob vytvdeni vrstev
specifickych vlastnosti. Mezi dalSi vyhody tlustsivé technologie p#t jeji snadna
kombinace s elektronickymi sééstkami nebo obvody, dobré elektrické a mechanické
vlastnosti, snadny zigob vyroby, atd.

2 VLIVY P USOBICI NA VYSTUPNIi ODEZVU SENZOR U

Na vystupni proudovou odezvu tlustovrstvych ampetoickych senzdr pisobi
mnoho vlivi. Obeci je mozné vlivy rozdit do n¢kolika zakladnich skupin, [4]:

» Navrh konstrukce senzoru (ugpdani elektrod, plocha elektrod, ...)



e Vybér materiah pro vyrobu senzoru (chemické slozeni pastimgr jednotlivych zrn
pasty, sté pasty, podminky skladovani pasty)

» Vlivy pusobici gi vyrobé senzorudisténi podlozZek, sitotisk, suseni, vypal, baleni, ...)
» St&i senzoru a skladovani

* Vlivy pii vlastnim n&teni (druh probihajici chemické reakce, metoa#emi, slozeni
z&kladniho roztoku, teplota, tlak, rychlost préwidroztoku, ..)

Znalost vlastnosti past pro tlustovrstvé chemicleénzery, technologie vyroby
tlustovrstvych chemickych senzor(teplota vypalu atd.) a vlastnosti chemické reakce
probihajici na tlustovrstvé elektrdde velmi mala, a proto byl pro experimentalni prac
vybrén vliv stdi senzol pisobici na vystupni odezvu senzoru.

3 MERICI PRACOVIST E A METODIKA M ERENI

Pro experimentalni praci bylo vybrano pracayighoz blokové schéma je na obr. 1, a
byl zvolen tlustovrstvy amperometricky senzor typ2, obr. 2. Tento senzorétmpracovni
elektrodu nati®#nou pomoci zlaté pasty (ESL 8881-B), vrstvy reféném pomocné elektrody
byly natiSény stibrnou pastou (ESL 9912-D). Na senzoru se takéz@aléstva dielektricka
(ESL 4913-G), kter& byla natéta tikrat a vrstva vodivych kontak{ ESL 9562).
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Obr. 1: Blokové schémadrici aparatury Obr. 2: Schéma pozitého amperometrické
senzoru typu S2

Zakladem nateni je sledovani proudové odezvycase pi konstantnim pracovnim
potencialu mezi elektrodami senzoru, [5]. \ilmthu mefeni je zaznamenana 2na proudové
odezvy v zavislosti na z&n¢ koncentrace ip konstantnim pracovnim potencialu, [2]. Z této
zavislosti je vynesena kalilinai kiivka - zavislost vystupni proudové odezvy senzoau n
koncentraci detekované latky. Pro¢ieni byla zvolena detekce,®, pii standardnim
potencialu Upr = +650 mV. Jednotlivagrani byla vyhodnocena a byla vynesena zavislost
vystupniho proudu na sté&senzoi (obr. 4).
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Obr. 4:Zavislost vystupniho proudu senzo

Obr. 3:Kalibracni kfivky senzai
Star

ZAVER

Cilem této prace bylo zjistit, jakapobi vliv stéi senzoii na jejich vystupni odezvu.
Prvni vysledky ukazuji, Ze $tama vyznamny vliv na vystupni proudovou odezwrenych
senzoti. Rozdil vystupni proudové odezvy senzarantiené po vypalu oproti senzon
zmeienym o 17 dni pozgi se pohyboval kolem 2 mA. Vystupni odezva sefizarych 22
dni se od senzérstarych 17 du liSila vyrazré méré nez od senzérzneienych hned po
vypalu. Z prvnich vysledk vyplyva, Zze senzory éené hned po vypalu maji vyrazmétsi
proudovou odezvu neZz senzory starSi. Zadpokladu, Ze se v {gichu dalSiho starnuti
vlastnosti senzoru ustali nebo se nebudou atesypazre menit, bylo by vhodné pro
praktické né¢feni pouZzit pré¥tyto senzory s jiz co nejvice stalymi vlastnostmi.
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